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摘要
隨著積體電路的尺寸縮小，所有製程圖案CD (Critical Dimension)和各個模厚及特性的可容許誤差值大幅降低，每道製程步驟的結果是否精確的符合設計尺寸和特性便會間接影響最後元件功能是否正常；而線上錯誤偵測分類系統(Fault detection and classification, FDC)記錄著各種製程設備之晶圓生產時的各項參數，其變動方向應與製程處方(Recipe)設計所預期的結果一致。但由於資料過於龐大，當發生製程結果不符合標準時，再回頭檢視FDC資料的工作便會大大增加工程師負荷。因此，有效率地監測線上即時量測資料(Inline data)是否符合規格或產生偏離的趨勢以及找出問題來源便顯得相當重要。本研究利用迴歸分析方法評估各FDC參數為Inline data變異來源的可能性，並利用反餘切函數將各迴歸係數檢定結果以角度形式將大量FDC參數同時呈現於二維平面圖示；進一步利用邏輯斯迴歸分析方法將晶圓允收測試(Wafer Acceptance Test, WAT)元件之電性結果是否通過的勝算比改變率來制定FDC參數是否警報的標準，以達成協同關鍵尺寸監控之目標。由轉換後圖示可即時且直觀地判別生產設備環境是否穩定、各FDC參數是否在應受控制之範圍。
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